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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月20日(2014.3.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像内の検査対象領域に含まれる同一の画素の画素値を近似する複数の近似面を算出す
る近似面算出手段と、
　前記検査対象領域内の画素の画素値と前記複数の近似面との関係に基づいて、前記複数
の近似面の内から少なくとも１つの近似面を選択する近似面選択手段と、
　前記少なくとも１つの近似面によって前記画素の画素値が近似される近似領域を決定す
る近似領域決定手段と、
　前記近似領域内の画素の画素値と、該画素の座標における前記少なくとも１つの近似面
上の値とに基づいて異常部を検出する異常部検出手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記近似面選択手段は、
　前記検査対象領域内の画素の画素値と該画素の座標における前記少なくとも１つの近似
面上の値とが近接する近似面近接領域を、近似面毎に検出する近似面近接領域検出手段と
、
　前記近似面近接領域における近似面の近似度合いを示す評価値を算出する近似評価値算
出手段と、
を備え、
　前記評価値に基づいて、前記複数の近似面の内から少なくとも１つの近似面を選択する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記近似面近接領域検出手段は、
　前記検査対象領域内の画素の画素値と、該画素の座標における前記少なくとも１つの近
似面上の値との差分値を近似面毎に算出する差分値算出手段を備え、
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　前記差分値を所定の閾値と比較することによって前記近似面近接領域を検出することを
特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記近似評価値算出手段は、前記評価値として前記近似面近接領域の面積を算出する面
積算出手段を備え、
　前記近似面選択手段は、前記近似面近接領域の面積が最も大きい近似面を選択すること
を特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記近似評価値算出手段は、前記評価値として、前記近似面近接領域内の画素の画素値
と、該画素の座標における前記少なくとも１つの近似面上の値との差分値の分散を算出す
る分散値算出手段を備え、
　前記近似面選択手段は、前記分散が最も小さい近似面を選択することを特徴とする請求
項２に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記近似評価値算出手段は、
　前記近似面近接領域内の互いに隣接する画素同士を連結して１つの連結領域とする領域
連結手段を備え、
　同一の連結領域について前記評価値を算出することを特徴とする請求項２に記載の画像
処理装置。
【請求項７】
　前記近似面算出手段は、
　前記複数の近似面の各々の算出に用いる複数の画素を前記検査対象領域から抽出する画
素抽出手段と、
　抽出された画素の座標を変数とし、該座標における画素値を近似する近似関数を算出す
る近似関数算出手段と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記近似面算出手段は、前記検査対象領域に関する情報に基づいて近似面の算出回数を
設定する算出回数設定手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記算出回数設定手段は、
　前記検査対象領域の面積を算出する面積算出手段を備え、
　前記面積を前記検査対象領域に関する情報として、前記近似面の算出回数を設定するこ
とを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記算出回数設定手段は、
　前記検査対象領域に含まれるエッジ量を算出するエッジ量算出手段を備え、
　前記エッジ量を前記検査対象領域に関する情報として、前記近似面の算出回数を設定す
ることを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記画素抽出手段は、
　前記複数の近似面の各々の算出に用いる複数の画素を抽出する範囲を前記検査対象領域
内に設定する抽出範囲設定手段を備え、
　前記範囲内から前記複数の画素を抽出することを特徴とする請求項７に記載の画像処理
装置。
【請求項１２】
　前記抽出範囲設定手段は、
　前記範囲として局所領域を設定する局所領域設定手段を備え、
　前記画素抽出手段は、前記範囲内から前記複数の画素を抽出することを特徴とする請求
項１１に記載の画像処理装置。
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【請求項１３】
　前記抽出範囲設定手段は、
　前記検査対象領域内の互いに隣接する画素同士を連結して１つの連結領域とする領域連
結手段を備え、
　前記画素抽出手段は、同一の連結領域内から前記複数の画素を抽出することを特徴とす
る請求項１１に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記近似領域決定手段は、
　前記近似領域の候補領域を検出する候補領域検出手段と、
　前記候補領域を変形する候補領域変形手段と、
を備え、
　前記候補領域変形手段によって変形された候補領域を前記近似領域として決定すること
を特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記候補領域検出手段は、
　前記検査対象領域内の画素の画素値と、該画素の座標における前記少なくとも１つの近
似面上の値との差分値を近似面毎に算出する差分値算出手段を備え、
　前記差分値を所定の閾値と比較することにより、候補領域を検出することを特徴とする
請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記候補領域検出手段は、
　前記候補領域内の互いに隣接する画素同士を連結して１つの連結領域とする領域連結手
段と、
　前記連結領域の面積を算出する面積算出手段と、
をさらに備え、
　前記面積が最大となる前記連結領域を最終的な候補領域として選択することを特徴とす
る請求項１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記候補領域変形手段は、
　前記候補領域に対してモルフォロジ処理を行うモルフォロジ処理手段を備え、
　前記近似領域決定手段は、モルフォロジ処理によって変形した前記候補領域を前記近似
領域とすることを特徴とする請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記候補領域変形手段は、
　前記候補領域に内包される内包領域を当該候補領域に統合する内包領域統合手段を備え
、
　前記近似領域決定手段は、前記内包領域を統合することにより変形した前記候補領域を
前記近似領域とすることを特徴とする請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　内包領域統合手段は、
　前記候補領域に内包される内包領域を検出する内包領域検出手段と、
　前記内包領域に関する情報を算出する内包領域情報算出手段と、
を備え、
　前記内包領域に関する情報が所定の条件を満たす場合に、前記内包領域を前記候補領域
に統合することを特徴とする請求項１８に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　前記近似領域内の複数の画素の画素値に基づいて、該近似領域内の画素の画素値を近似
する近似面を再算出する近似面再算出手段を更に備えることを特徴とする請求項１に記載
の画像処理装置。
【請求項２１】
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　前記近似面再算出手段は、
　前記近似領域内の画素に対して重みを設定する重み設定手段と、
　前記重みを用いて、前記近似領域内の画素の座標を変数とし、該座標における画素値を
近似する近似関数を算出する近似関数算出手段と、
を備えることを特徴とする請求項２０に記載の画像処理装置。
【請求項２２】
　前記重み設定手段は、
　前記近似領域内の画素の画素値と、各画素の座標における算出済みの前記近似面上の近
似値との差分値を算出する差分値算出手段を備え、
　前記差分値に応じて、各画素に対して重みを設定することを特徴とする請求項２１に記
載の画像処理装置。
【請求項２３】
　前記重み設定手段は、
　前記近似領域における輪郭画素を検出する輪郭画素検出手段を備え、
　前記輪郭画素に対する重みを、輪郭画素以外の画素に対する重みよりも高く設定するこ
とを特徴とする請求項２１に記載の画像処理装置。
【請求項２４】
　前記異常部検出手段は、
　前記近似領域内の画素の画素値と、該画素の座標における前記少なくとも１つの近似面
上の値との差分値を算出する差分値算出手段を備え、
　前記差分値を所定の閾値と比較することにより、異常部を検出することを特徴とする請
求項１に記載の画像処理装置。
【請求項２５】
　前記画像内で、前記近似領域決定手段によって決定された近似領域以外の領域を新たな
検査対象領域として設定して、前記近似面算出手段と、前記近似面選択手段と、前記近似
領域決定手段とにおける処理の繰返しを制御する対象領域再設定手段をさらに備えること
を特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項２６】
　画像内の検査対象領域に含まれる同一の画素の画素値を近似する複数の近似面を算出す
る近似面算出ステップと、
　前記検査対象領域内の画素の画素値と前記複数の近似面との関係に基づいて、前記複数
の近似面から少なくとも１つの近似面を選択する近似面選択ステップと、
　前記少なくとも１つの近似面によって前記画素の画素値が近似される近似領域を決定す
る近似領域決定ステップと、
　前記近似領域内の画素の画素値と、該画素の座標における前記少なくとも１つの近似面
上の値とに基づいて異常部を検出する異常部検出ステップと、
を含むことを特徴とする画像処理方法。
【請求項２７】
　画像内の検査対象領域に含まれる同一の画素の画素値を近似する複数の近似面を算出す
る近似面算出ステップと、
　前記検査対象領域内の画素の画素値と前記複数の近似面との関係に基づいて、前記複数
の近似面から少なくとも１つの近似面を選択する近似面選択ステップと、
　前記少なくとも１つの近似面によって前記画素の画素値が近似される近似領域を決定す
る近似領域決定ステップと、
　前記近似領域内の画素の画素値と、該画素の座標における前記少なくとも１つの近似面
上の値とに基づいて異常部を検出する異常部検出ステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする画像処理プログラム。
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